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@ Porte-substrat tournant pour réacteur d’épitaxie.

Porte-substrat tournant pour réacteur d'épitaxie, caractérisé
en ce qu'il comporte une premiére tige 11, creuse et fixe, dans
laquelle est placée, de fagcon sensiblement coaxiale, une
deuxiéme tige 12, mobile en rotation autour de son axe 13,
dont une premiére portion extréme 14 est reliée 3 des moyens
20 d'entrainement en rotation, et une deuxidme portion ex-
tréme 15 est munie d'une roue 16 & dents 17, perpendiculaire

a l'axe 13 de la deuxiéme tige 12, et dont les dents 17 L4
coopérent avec des trous 18 pratiqués & la périphérie d'une -
platine circulaire 19, de fagon & ce que cette platine 19 tourne a

autour d'un axe 21 perpendiculaire & I'axe 13 de la deuxiéme
tige 12 sous l'effet des moyens 20 d’entrainement en rotation.
Application & I'épitaxie.
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1
"PORTE-SUBSTRAT TOURNANT POUR REACTEUR D'EFITAXIEY

La présente invention concerne un porte-substrat
tournant pour réacteur d'épitaxie.

Certains réacteurs connus d'épitaxie, notamment ceux
destinés i déposer en phase vapeur des couches épitaxiales
d'arséniure de gallium GaAs sur un substrat de GaAs, sont
constitués par un tube de silice placé horizontalement et
partiellement enfermé dans un four. A une des extrémités
du réacteur, on dispose d'une source de gallium métallique
tandis que de l'arsenic est introduit sous forme de txich-
lorure d'arsenic. Les produits réactifs issus de la sourxce
de gallium sont directement entrainés vers le substrat par
un flux d'hydrogéne. A l'autre extrémité du réacteur, il
est prévu une arrivée de dopant, du soufre par exemple, et
le substrat d'arséniure de gallium est placé dans cette ré-
gion sur un porte-substrat dont le plan est sensiblement
horizontal ou légérement incliné. Ce porte-substrat peut
&tre déplacé axialement A volonté en-dega et au-deld de
1'arrivée du dopant, de fagon 4 déposer sur le substrat des
couches épitaxiales dopées ou non.

Ce type de porte-substrat présente cependant 1'in-
convénient d'étre fixe dans son plan, ce qui conduit, com-
pte tenu de 1'inhomogénéité du flux gazeux, & des couches
épitaxiales non uniformes sur la surface du substrat. Le
but de 1'invention est précisément de remédier & cet incon-
vénient.

En effet, selon la présente invention, un porte-
substrat tournant pour réacteur d'épitaxie, est notamment
remarquable en ce qu'il comporte une premiére tige, creuse
et fixe en rotation, dans laquelle est placée, de fagon sensi-
blement coaxiale, une deuxiéme tige, mobile en rotation autour
de son axe, dont une premidre portion extréme et une deuxiéme
portion extréme dépassent de la premiére tige, la premiére
portion extréme étant reliée A des moyens d'entrainement en
rotation, et la deuxiéme portion extréme étant munie d'une
roue & dents, perpendiculaire 3 l'axe de la deuxiéme tige, et

dont les dents coopérent avec des trous pratiqués 3 la péri-
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phérie d'une platine circulaire destinée i recevoir le subs-
trat,de fagon 4 ce que cette platine tourne autour d'un axe
perpendiculaire & 1l'axe de la deuxiéme tige sous l'effet des
moyens d'entrainement en rotation.

Le porte-substrat selon 1'invention est disposé dans
le réacteur d'épitaxie de fagon que l'axe des tiges coincide
sensiblement avec 1l'axe du réacteur, et que la premiére por-
tion extréme de la seconde tige ainsi que les moyens d'en-
trainement en rotation soient i 1l'extérieur du réacteur.

Le substrat peut donc &tre mis en rotation A distance dans
la veine gazeuse, ce qui contribue & assurer 1'homogénéité
des dépédts.

on peut également envisager que la premidre tige est
maintenue fixe en rotation par des picots de
blocage situés A une de ses extrémités et coopérant avec des
encoches pratiquées dans un logement cylindrique aménagé dans
une piéce de maintien solidaire d'un support présentant éga-
lement un bloc cylindrique, de méme axe que la platine, et
comportant un trou axial recevant un premier demi-axe d'une
piéce intermédiaire de rotation, principalement constituée
par un disque dont le diamétire est supérieur A celui du trou
axial, un deuxiéme demi-axe de la piéce intermédiaire de ro-
tation pénétrant au centre de la platine circulaire, tandis
que l'extrémité de la deuxiéme tige, du c6té de la roue A
dents, vient en appui dans un trou de maintien pratiqué dans
le bloc cylindrique. Cette disposition permet de démonter
facilement la platine du porte-substrat selon l1l'invention,
de méme qu'on peut en prévoir un démontage complet, notamment
celui des tiges, si ladite piéce de maintien est constituée
d'une premiére partie amovible comportant une rainure et d'une
deuxiéme partie intégrée au support et coopérant avec la
rainure, la premiére partie amovible étant maintenue sur la
deuxiéme partie pér des goupilles.

Enfin, dans le but d'assurer une bonne tenue thermique
du porte-substrat selon 1'invention et d'éviter de polluer
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le réacteur d'épitaxie, il y a avantage 4 ce que toutes les
piéces constitutives du porte-substrat soient réalisées en
quartz synthétique.

La description qui va suivre, en regard des dessins
annexés donnés A titre d'exemples non limitatifs, fera bien
comprendre en quoi consiste 1'invention et comment elle peut
8tre réalisée.

La figure 1 est une vue éclatée en perspective d'un
porte-substrat tournant selon 1l'invention.

La figure 2 est une vue en coupe longitudinale du
porte-substrat de la figure 1. '

Les figures 1 et 2 montrent un porte-substrat tournant
pour réacteur d'épitaxie comportant une premiére tige 11
creuse et fixe en rotation dans laquelle est placée, de fagon
sensiblement coaxiale, une deuxiéme tige 13 mobile en rotation
autour de son axe 13. Cette deuxiéme tige 12 est plus longue
que la premiére 11 de sorte qu'une premiére 14 et une deuxiéme
15 portions extrémes dépassent de la premiére tige 11. lLa
premiére portion extréme 14 est reliée a des moyens d'entrai-
nement en rotation symbolisés par la fléche 20. Ces moyens
d'entrainement en rotation peuvent étre constitués par un
moteur. La deuxiéme portion extréme 15 de la deuxiéme tige 12
est munie d'une roue 16 A dents 17, perpendiculaire A 1l'axe
13 de 1la deuxiéme tige 12. Ces dents 17 coopérent avec des
trous 18 pratiqués i la périphérie d'une platine circulaire 19
destinée a recevoir le substrat. Ainsi, lorsque les moyens
d'entrainement en rotation sont mis en oeuvre, la deuxiéme
tige 12 et la roue 16 a dents 17 tournent autour de l'axe 13
entrainant la platine 19 dans un mouvement de rotation autour
de son axe 21, perpendiculaire & 1'axe 13.

On peut voir également & la figure 1 que la premiére
tige 11 est maintenue fixe en rotation par des picots 31 de
blocage situés i une 30 de ses extrémités et coopérant avec
des encoches 32 pratigquées dans un logement 33 cylindrique
aménagé dans une piéce de maintien constituée par l'ensemble
34, laquelle piéce de maintien est solidaire d'un support 35.
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Ce support 35 présente également un bloc cylindrique 36, de
méme axe 21 que la platine 19 et comportant un trou axial
37. Une piéce intermédiaire 41 de rotation est placée entre
la platine 19 et le bloc cylindrique 36; cette piéce comporte
un disque 42 dont le diamétre est supérieur a celui du trou
axial 37, un premier demi-axe 40 destiné 3 &tre logé dans le
trou axial 37, et un deuxiéme demi-axe 43 qui pénétre au
centre 44 de la platine circulaire 19. Par ailleurs, on peut
voir sur la figure 1 que l'extrémité 50 de la deuxiéme tige
12, du cdété de la roue a dents, vient en appui dans un trou
51 de maintien pratiqué dans le bloc cylindrique 36.

Comme le montre la figure 1, il est prévu que ladite
piéce de maintien 34 est constituée d'une premiére partie amo-
vible 52 comportant une rainure 53 et d'une deuxiéme partie 54
intégrée au support 35 et coopérant avec la rainure 53, la
premiére partie amovible 52 étant maintenue sur la deuxiéme
partie 54 par des goupilles 55. On dispose donc d'un porte-
substrat entidérement et facilement démontable gqui peut
étre complétement et rapidement nettoyé aprés chaque épitaxie.

Avantageusement, toutes les piéces constitutives du
porte-substrat selon 1l'invention sont réalisées en quartz
synthétique car ce matériau a une bonne tenue thermique et ne
risque pas de polluer le réacteur compte tenu de son haut
niveau de pureté.

Enfin, afin d'éviter les entrées d'air dans le réacteur
dtépitaxie A travers l'intervalle existant entre la premiére
(11) et la deuxiéme (12) tiges, on a avantage 3 placer entre
ces deux tiges un joint métallique fondu (60) de gallium dans
leur région située en dehors du réacteur. Le choix du gallium
est particulidrement bien approprié puisque les épitaxies

envisagées sont principalement celles d'arséniure de gallium.
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REVENDICATIONS:

1. Porte-substrat tournant pour réacteur d'épitaxie,

caractérisé en ce qu'il comporte une premiére tige (11),
creuse et fixe en rotation, dans laquelle est placée, de fagon
sensiblement coaxiale, une deuxiéme tige (12), mobile en ro-
tation autour de son axe (13), dont une premiére portion &X-
tréme (14) et une deuxiéme portion extréme (15) dépassent de
la premiére tige (11), la premiére portion extréme (14) étant
reliée A des moyens (20) d'entrainement en rotation, et la
deuxiéme portion extréme (15) étant munie d'une roue (16) a
dents (17), perpendiculaire & 1'axe (13) de la deuxiéme tige
(12), et dont les dents (17) coopérent avec des trous (18)
pratiqués i la périphérie d'une platine circulaire (19) des-
tinée 3 recevoir le substrat, de facon A ce que cette platine
(19) tourne autour d'un axe (21) perpendiculaire & 1'axe (13)
de 1la deuxiéme tige (12) sous l'effet des moyens (20) d'entrai-
nement en rotation.

2. Porte-substrat selon 1a revendication 1, caractérisé
en ce que la premiére tige (11) est maintenue fixe en rotation
par des picots (31) de blocage situés a une (30) de ses ex-
trémités et coopérant avec des encoches (32) pratiquées dans
un logement (33) cylindrique aménagé dans une piéce de main-
tien (34) solidaire d'un support (35) présentant également

un bloc cylindrique (36), de méme axe (21) que la platine
(19), et comportant un trou axial (37) recevant un premier
demi-axe (40) d'une piéce intermédiaire (41) de rotation,
principalement constituée par un disque (42) dont le diamétre
est supérieur a celui du trou axial (37), un deuxiéme demi-
axe (43) de la piéce intermédiaire (41) de rotation pénétrant
au centre (44) de la platine circulaire (19), tandis que
1'extrémité (50) de la deuxiéme tige (12), du c6té de la roue
A dents, vient en appui dans un trou (51) de maintien prati-
qué dans le bloc cylindrique (36).

3. Porte-substrat selon 1l'une des revendications 1 ou
2, caractérisé en ce que ladite piéce de maintien (34) est

constituée d'une premiére partie amovible (52) comportant une
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rainure (53) et d'une deuxiéme partie (54) intégrée au support
(35) et coopérant avec la rainure (53), la premidre partie
amovible (52) étant maintenue sur la deuxiéme partie (54)
par des goupilles (55).

4. Porte-substrat selon 1l'une des revendications 1 A
3, caractérisé en ce que toutes ses pidces constitutives
sont réalisées en quartz synthétique. '

5. Porte-substrat selon 1l'une des revendications 1 a
4, caractérisé en ce que un joint métallique fondu (60) de
gallium est placé entre la premiére tige'creuse (11) et 1la
deuxiéme tige (12).
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